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(54) VAKUUMEINRICHTUNG

(67)  Eine Vakuumeinrichtung, insbesondere Vaku-
umpumpe, umfasst wenigstens ein Membranventil, Gber
das ein Medium in einer Saugphase eingesaugtund/oder
in einer Kompressionsphase ausgestoRen wird. Das

Membranventil ist zur Unterstiitzung seiner Offnungs-
und/oder SchlieRbewegung magnetisch, elektromagne-
tisch, elektrisch oder elektrostatisch beaufschlagbar.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-
einrichtung, insbesondere Vakuumpumpe, mit wenigs-
tens einem Membranventil, Gber das ein Medium in einer
Saugphase eingesaugt und/oder in einer Kompressions-
phase ausgestolRen wird. Die Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zum Betreiben einer solchen Vakuumeinrich-
tung.

[0002] Bei den bisher bekannten Vakuumeinrichtun-
gendieser Art besteht das Problem, dass unter bestimm-
ten Bedingungen der vorhandene Druck nicht mehr aus-
reicht, um die Membranventile zu 6ffnen. So wird da-
durch beispielsweise bei einer Membranpumpe der ma-
ximale Enddruck auf etwa 10 mbar begrenzt.

[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vakuumeinrichtung sowie ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art anzugeben, bei denen unabhangig
vom jeweiligen Druck stets ein zuverlassiges Offnen der
Membranventile gewahrleistet ist.

[0004] GemaR einem ersten Aspekt der Erfindung wird
diese Aufgabe bezilglich der Vakuumeinrichtung da-
durch geldst, dass das Membranventil zur Unterstlitzung
einer Offnungs- und/oder SchlieRbewegung magnetisch
oder elektromagnetisch beaufschlagbar ist.

[0005] GemalR einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe beziiglich der Vakuumeinrichtung da-
durch geldst, dass das Membranventil zur Unterstiitzung
seiner Offnungs- und/oder SchlieRbewegung elektrisch
oder elektrostatisch beaufschlagbar ist.

[0006] AufgrunddieserLdsungen istauf einfache Wei-
se unabhangig vom jeweiligen Druck stets ein zuverlas-
siges Offnen der Membranventile gewéhrleistet. Mit der
erfindungsgemalRen magnetischen, elektromagneti-
schen, elektrischen und/oder elektrostatischen Unter-
stiitzung der Offnungsbewegungen der Membranventile
und dem damit einhergehenden verbesserten Offnungs-
verhalten der Membranventile wird beispielsweise bei ei-
ner Membranpumpe ein tieferer Enddruck erreicht.
[0007] Das Membranventil ist bevorzugt zeitlich abge-
stimmt auf den Betrieb der Vakuumeinrichtung, insbe-
sondere synchron mit der Beaufschlagung eines Schopf-
raums der als Vakuumpumpe ausgebildeten Vakuum-
einrichtung, beaufschlagbar. Durch eine solche zeitliche
Abstimmung kann beispielsweise bei einer Vakuumpum-
pe also sichergestellt werden, dass die Unterstiitzung
der Offnungsbewegung eines Einlassventils mit der
Saugphase und die Offnungsbewegung eines Auslass-
ventils mit der Kompressionsphase synchronisiert wird.
[0008] Bevorzugt ist sowohl die Offnungsbewegung
als auch die SchlieRbewegung des Membranventils
durch die Beaufschlagung unterstiitzbar.

[0009] Grundsatzlich sind jedoch auch solche Ausflih-
rungen der erfindungsgemaen Vakuumeinrichtung
denkbar, bei der ausschlieRlich die Offnungsbewegung
des Membranventils durch die Beaufschlagung unter-
stitzbar ist.

[0010] GemaR einer bevorzugten praktischen Ausfih-
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rungsform der erfindungsgemaRen Vakuumeinrichtung
erfolgt die durch die Beaufschlagung unterstiitzte Off-
nungsbewegung des Membranventils gegen eine Riick-
stellkraft, insbesondere gegen eine das Membranventil
in dessen geschlossene Stellung vorspannende
SchlieRkraft, die bevorzugt mechanisch und insbeson-
dere durch die Membraneigenspannung oder mittels ei-
ner Federeinrichtung bereitgestellt ist. In einem solchen
Fall erfolgt das Schlielen der Membranventile durch die
betreffende Rickstellkraft. Eine zusatzliche Unterstit-
zung der SchlieBbewegung ist hier nicht erforderlich.
[0011] Zur Beaufschlagung des Membranventils ist
bevorzugt wenigstens ein elektrisch beaufschlagbarer
Erreger, insbesondere eine Elektrode oder ein Elektro-
magnet vorgesehen. Ein solcher Erreger ist zweckmafi-
gerweise in einem Kopfabschnitt der Vakuumeinrichtung
angeordnet.

[0012] Bevorzugt umfasst das Membranventil eine
magnetische und/oder magnetisierbare Ventilmembran.
[0013] GemaR einer bevorzugten praktischen Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemaRen Vakuumeinrichtung
weist das Membranventil eine Ventiimembran auf, die
ein Material umfasst oder aus einem Material besteht,
das mit magnetischen und/oder magnetisierbaren Parti-
keln dotiert ist.

[0014] Das Membranventil kann insbesondere auch
eine Ventilmembran aufweisen, die ein Material umfasst
oder aus einem Material besteht, das Fluorkautschuk ist
oder enthalt.

[0015] GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der erfindungsgemaRen Vakuumeinrichtung
weist das Membranventil eine Ventiimembran auf, die
ein Material umfasst oder aus einem Material besteht,
das ein elektro- oder magnetorheologisches Elastomer
oder ein dielektrisches Elastomer ist oder enthalt.
[0016] Die Vakuumeinrichtung kann beispielsweise
als Vakuumpumpe ausgebildet sein, insbesondere als
Membranvakuumpumpe oder als Kolbenvakuumpumpe,
wobei die Vakuumpumpe einen insbesondere (ber eine
Pumpenmembran oder einen Kolben beaufschlagbaren
Schépfraum und wenigstens ein Einlassmembranventil
sowie wenigstens ein Auslassmembranventil aufweist,
Uber die ein Medium in einer Saugphase in den Schopf-
raum gesaugt und in einer Kompressionsphase aus dem
Schépfraum ausgestoRen wird, und wobei die Offnungs-
bewegung und/oder die SchlieBbewegung des Einlass-
membranventils und/oder des Auslassmembranventils
durch dessen Beaufschlagung unterstiitzbar ist.

[0017] Das erfindungsgemafie Verfahren zum Betrei-
ben einer Vakuumeinrichtung, insbesondere einer Vaku-
umpumpe, die wenigstens ein Membranventil aufweist,
Uber das ein Medium in einer Saugphase eingesaugt
und/oder in einer Kompressionsphase ausgestofen
wird, zeichnet sich dadurch aus, dass das Membranventil
zur Unterstiitzung seiner Offnungs- und/oder SchlieRbe-
wegung magnetisch, elektromagnetisch, elektrisch
und/oder elektrostatisch beaufschlagt wird.

[0018] Dabei erfolgt die Beaufschlagung des Einlass-
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membranventils und/oder des Auslassmembranventils
bevorzugt zeitlich abgestimmt auf den Betrieb der Va-
kuumeinrichtung, insbesondere synchron mit der Beauf-
schlagung eines Schépfraums der als Vakuumpumpe
ausgebildeten Vakuumeinrichtung.

[0019] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung naher beschrieben; in dieser zeigen:

Fig. 1  eine schematische Darstellung einer Memb-
ranpumpe als Beispiel einer Vakuumeinrich-
tung, in der erfindungsgeméafle Membranventi-
le einsetzbar sind,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Einlass-
und Auslassmembranventile einer beispielhaf-
ten Ausfihrungsform einer erfindungsgema-
Ren Vakuumeinrichtung in der Saug- bzw.
Kompressionsphase, und

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Einlass-
und Auslassmembranventile einer weiteren
beispielhaften Ausfiihrungsform einer erfin-
dungsgemaflen Vakuumeinrichtung in der
Saug- bzw. Kompressionsphase.

[0020] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine
Membranpumpe 10 als Beispiel einer Vakuumeinrich-
tung, in der erfindungsgemaRe Membranventile einsetz-
bar sind.

[0021] Die Membranpumpe 10 umfasst einen Uber ei-
ne Pumpenmembran 12 beaufschlagbaren Schopfraum
14 sowie ein Einlass- und ein Auslassventil, die durch
ein erfindungsgemafes Einlassmembranventil 16 bzw.
ein erfindungsgemafes Auslassmembranventil 18 gebil-
det sein konnen, wie sie weiter unten ndher beschrieben
werden und zur Unterstiitzung deren Offnungs- und/oder
SchlieBbewegung entsprechend magnetisch, elektro-
magnetisch, elektrisch oder elektrostatisch beaufschlag-
bar sind.

[0022] Uber die Membranventile 16, 18 wird ein Medi-
um wie insbesondere Gas in einer Saugphase in den
Schopfraum 14 gesaugt und in einer Kompressionspha-
se aus dem Schopfraum 14 ausgestofRen.

[0023] Die Membranpumpe 10 umfasst ein Gehduse
20 sowie einen Kopfabschnitt oder Kopfdeckel 22, zwi-
schen denen die Pumpenmembran 12 eingespannt ist.
[0024] Der Schopfraum 14 wird vom Kopfabschnitt
bzw. Kopfdeckel 22 und der Pumpenmembran 12 be-
grenzt, die beispielsweise iber einen von einer Kurbel-
welle angetriebenen Pleuel 24 bewegt wird.

[0025] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung das
Einlassmembranventil 16 und das Auslassmembranven-
til 18 einer beispielhaften Ausfiihrungsform einer erfin-
dungsgemaflien Vakuumeinrichtung in der Saug- bzw.
Kompressionsphase, bei der das Einlassmembranventil
16 und das Auslassmembranventil 18 jeweils sowohl zur
Unterstiitzung deren Offnungsbewegung als auch zur
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Unterstlitzung deren SchlieBbewegung magnetisch,
elektromagnetisch, elektrisch oder elektrostatisch beauf-
schlagbar sind. Dabei ist den Membranventilen 16, 18
zur entsprechenden Beaufschlagung jeweils ein Erreger
30 bzw. 32 zugeordnet, bei denen es sich insbesondere
jeweils um einen Elektromagneten oder eine Elektrode
handeln kann.

[0026] In den Fallen, in denen die Vakuumeinrichtung
beispielsweise eine Membranpumpe 10 (vgl. Fig. 1) um-
fasst, kdnnen das Einlassmembranventil 16 und das
Auslassmembranventil 18 insbesondere im Kopfab-
schnitt bzw. Kopfdeckel 22 der betreffenden Membran-
pumpe 10 angeordnet sein.

[0027] In der Saugphase wird die Pumpenmembran
12 in Saugrichtung 26 von den Membranventilen 16, 18
weg bewegt. Dagegen wird die Pumpenmembran 12 in
der Kompressionsphase in Kompressionsrichtung 28 zu
den Membranventilen 16 hin bewegt.

[0028] Die Membranventile 16, 18 kénnen zeitlich ab-
gestimmt auf den Betrieb der Vakuumeinrichtung und
insbesondere synchron mit der Beaufschlagung eines
Schopfraums 14 einer als Vakuumpumpe 10 (vgl. Fig. 1)
ausgebildeten Vakuumeinrichtung beaufschlagbar sein.
Die Beaufschlagung kann somit synchron zur Beauf-
schlagung des Schépfraums 14 tber die Pumpenmem-
bran 12 erfolgen und gegebenenfalls im Pumprhythmus
der betreffenden Vakuumpumpe 10 variieren.

[0029] Die Membranventile 16, 18 kénnen beispiels-
weise auch eine Ventilmembran 16a bzw. 18a aufwei-
sen, die magnetisch und/oder magnetisierbar ist, die ein
Material umfasst oder aus einem Material besteht, das
mit magnetischen und/oder magnetisierbaren Partikeln
dotiert ist, die ein Material umfasst oder aus einem Ma-
terial besteht, das Fluorkautschuk ist oder enthéalt, oder
die ein Material umfasst oder aus einem Material besteht,
das ein elektro- oder magnetorheologisches Elastomer
oder ein dielektrisches Elastomer ist oder enthalt.
[0030] Grundsatzlich sind auch solche Ausfiihrungen
denkbar, bei denen ausschliel3lich die Offnungsbewe-
gung eines jeweiligen Membranventils 16, 18 durch die
Beaufschlagung unterstitzbar ist.

[0031] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung das
Einlassmembranventil 16 sowie das Auslassmembran-
ventil 18 einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform
einer erfindungsgemafien Vakuumeinrichtung in der
Saug- bzw. Kompressionsphase. Im vorliegenden Fall
sind die Einlass- und Auslassmembranventile 16, 18
Uber zugeordnete Erreger 40, 42 jeweils nur zur Unter-
stiitzung deren Offnungsbewegung beaufschlagbar, wo-
bei die durch die Beaufschlagung unterstiitzte Offnungs-
bewegung gegen eine Riickstellkraft erfolgt. Dabei kann
die durch die Beaufschlagung unterstiitzte Offnungsbe-
wegung der Membranventile 16, 18 insbesondere jeweils
gegen eine das Membranventil 16, 18 in dessen ge-
schlossene Stellung vorspannende Schliel3kraft erfol-
gen, die bevorzugt mechanisch und insbesondere durch
die Membraneigenspannung oder mittels einer Feder-
einrichtung 44, 46 bereitgestellt ist.
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[0032] Auch im vorliegenden Fall kdnnen die Memb-
ranventile 16, 18 durch die Erreger 40, 42 wieder mag-
netisch, elektromagnetisch, elektrisch oder elektrosta-
tisch beaufschlagbar sein. Bei den Erregern 40, 42 kann
es sich entsprechend insbesondere wieder um Elektro-
den oder Elektromagnete handeln. Die Erreger kdnnen
insbesondere wieder im Kopfabschnitt bzw. Kopfdeckel
22 (vgl. zum Beispiel Fig. 1) der betreffenden Vakuum-
einrichtung 10 angeordnet sein.

[0033] Zumindest eines der Membranventile 16, 18
kann beispielsweise auch wieder eine magnetische
und/oder magnetisierbare Ventiimembran 16a, 18a oder
eine Ventilmembran 16a, 18a aufweisen, die ein Material
umfasst oder aus einem Material besteht, das mit mag-
netischen und/oder magnetisierbaren Partikeln dotiert
ist, die ein Material umfasst oder aus einem Material be-
steht, das Fluorkautschuk ist oder enthalt, und/oder die
ein Material umfasst oder aus einem Material besteht,
das ein elektro- oder magnetorheologisches Elastomer
oder ein dielektrisches Elastomer ist oder enthalt.
[0034] Im Ubrigen kann diese in der Fig. 3 dargestellte
Vakuumeinrichtung zumindest im Wesentlichen wieder
den gleichen Aufbau besitzen wie die in der Fig. 2 dar-
gestellte Ausfiihrungsform, wobei einander entspre-
chenden Teilen gleiche Bezugszeichen zugeordnet sind.
[0035] Wie bereits erwahnt, kann die erfindungsgema-
Re Vakuumeinrichtung beispielsweise als Vakuumpum-
pe 10, insbesondere Membranvakuumpumpe oder als
Kolbenvakuumpumpe ausgebildet sein, die einen insbe-
sondere Uber eine Pumpenmembran 12 oder einen Kol-
ben beaufschlagbaren Schépfraum 14 und wenigstens
ein Einlassmembranventil 16 sowie wenigstens ein Aus-
lassmembranventil 18 aufweist, liber die ein Medium in
einer Saugphase in den Schépfraum 14 gesaugt und in
einer Kompressionsphase aus dem Schoépfraum 14 aus-
gestoRen wird, wobei die Offnungsbewegung und/oder
die SchlieBbewegung des Einlassmembranventils 16
und/oder des Auslassmembranventils 18 durch dessen
Beaufschlagung unterstitzbar ist.

Bezugszeichenliste

[0036]

10 Vakuumeinrichtung, Membranpumpe
12 Pumpenmembran

14 Schoépfraum

16 Einlassmembranventil

16a  Ventilmembran

18 Auslassmembranventil
18a  Ventilmembran

20 Gehause

22 Kopfabschnitt, Kopfdeckel

24 Pleuel

26 Saugrichtung

28 Kompressionsrichtung
30 Erreger

32 Erreger
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40 Erreger

42 Erreger

44 Feder

46 Feder
Patentanspriiche

1. Vakuumeinrichtung, insbesondere Vakuumpumpe
(10), mit wenigstens einem Membranventil (16, 18),
Uiberdas ein Mediumin einer Saugphase eingesaugt
und/oder in einer Kompressionsphase ausgestolien
wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Memb-
ranventil (16, 18) zur Unterstiitzung seiner Offnungs-
und/oder SchlieRbewegung magnetisch oder elek-
tromagnetisch beaufschlagbar ist.

2. Vakuumeinrichtung, insbesondere Vakuumpumpe
(10), mit wenigstens einem Membranventil (16, 18),
Uiberdas ein Mediumin einer Saugphase eingesaugt
und/oder in einer Kompressionsphase ausgestolien
wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Memb-
ranventil (16, 18) zur Unterstiitzung seiner Offnungs-
und/oder SchlieRbewegung elektrisch oder elektro-
statisch beaufschlagbar ist.

3. Vakuumeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) zeitlich abgestimmt auf den Betrieb der
Vakuumeinrichtung, insbesondere synchron mit der
Beaufschlagung eines Schopfraums (14) der als Va-
kuumpumpe (10) ausgebildeten Vakuumeinrich-
tung, beaufschlagbar ist.

4. Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Off-
nungsbewegung als auch die SchlieBbewegung des
Membranventils (16, 18) durch die Beaufschlagung
unterstutzbar ist.

5. Vakuumeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass ausschlielich die
Offnungsbewegung des Membranventils (16, 18)
durch die Beaufschlagung unterstitzbar ist.

6. Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die durch die Be-
aufschlagung unterstiitzte Offnungsbewegung des
Membranventils (16, 18) gegen eine Riickstellkraft
erfolgt, insbesondere gegen eine das Membranven-
til (16, 18) in dessen geschlossene Stellung vorspan-
nende Schliel3kraft, die bevorzugt mechanisch und
insbesondere durch die Membraneigenspannung
oder mittels einer Federeinrichtung (44, 46) bereit-
gestellt ist.
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Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass zur Beaufschla-
gung des Membranventils (16, 18) wenigstens ein
elektrisch beaufschlagbarer Erreger (30, 32, 40, 42),
insbesondere eine Elektrode oder ein Elektromag-
net, vorgesehen ist.

Vakuumeinrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass der Erreger (30,
32) in einem Kopfabschnitt (22) der Vakuumeinrich-
tung (10) angeordnet ist.

Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) eine magnetische und/oder magnetisier-
bare Ventilmembran (16a, 18a) aufweist.

Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) eine Ventilmembran (16a, 18a) aufweist,
die ein Material umfasst oder aus einem Material be-
steht, das mit magnetischen und/oder magnetisier-
baren Partikeln dotiert ist.

Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) eine Ventilmembran (16a, 18a) aufweist,
die ein Material umfasst oder aus einem Material be-
steht, das Fluorkautschuk ist oder enthélt.

Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) eine Ventilmembran (16a, 18a) aufweist,
die ein Material umfasst oder aus einem Material be-
steht, das ein elektro- oder magnetorheologisches
Elastomer oder ein dielektrisches Elastomer ist oder
enthalt.

Vakuumeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumein-
richtung als Vakuumpumpe (10) ausgebildet ist, ins-
besondere als Membranvakuumpumpe oder als Kol-
benvakuumpumpe, wobei die Vakuumpumpe (10)
einen, insbesondere Uber eine Pumpenmembran
(12) oder einen Kolben, beaufschlagbaren Schopf-
raum (14) und wenigstens ein Einlassmembranventil
(16) sowie wenigstens ein Auslassmembranventil
(18) aufweist, tber die ein Medium in einer Saug-
phase in den Schépfraum (14) gesaugt und in einer
Kompressionsphase aus dem Schépfraum (14) aus-
gestoRen wird, und wobei die Offnungsbewegung
und/oder die SchlieRbewegung des Einlassmemb-
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14.

15.

ranventils (16) und/oder des Auslassmembranven-
tils (18) durch dessen Beaufschlagung unterstitzbar
ist.

Verfahren zum Betreiben einer Vakuumeinrichtung,
insbesondere einer Vakuumpumpe (10), die wenigs-
tens ein Membranventil (16, 18) aufweist, Uber das
ein Medium in einer Saugphase eingesaugt
und/oder in einer Kompressionsphase ausgestolien
wird,

dadurch gekennzeichnet, dass das Membranven-
til (16, 18) zur Unterstiitzung seiner Offnungs-
und/oder Schlielbewegung magnetisch, elektroma-
gnetisch, elektrisch oder elektrostatisch beauf-
schlagt wird.

Verfahren nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, dass die Beaufschla-
gung des Einlassmembranventils (16) und/oder des
Auslassmembranventils (18) zeitlich abgestimmt auf
den Betrieb der Vakuumeinrichtung, insbesondere
synchron mit der Beaufschlagung eines Schopf-
raums (14) der als Vakuumpumpe (10) ausgebilde-
ten Vakuumeinrichtung, erfolgt.



EP 3 029 324 A1

10

4
~—

18

N
N

RS

3N =u

(AN
¥ o%e % Q

{]
(X
Q620

16

s

|

Fig.1

N o
-—

N S S S NS S SSSNSRSNANNN

IR
IO HNRD
AR
&??Q&bk&&h&

e —
>

OO R
P XX AR KT ravarere” ¥
OO R RIS

ORXIONALXRKLAILENAN K
QSIISAKAELLLLERRRIN, & R
et e et o e 6009, ¢
$20% 1% %% 0t o2l
otede, %
OCRITAH AKX
RDTIHHAS
LRHRRRLIHAS
tetetete®

772722220 L LLLLL

RO OS SISO Y

/

4
AN




EP 3 029 324 A1

Fig.3

16a \46




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 029 324 A1

Européisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen

des brevets

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 15 19 7560

Kategoriel

Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich,
der maBgeblichen Teile

Betrifft
Anspruch

KLASSIFIKATION DER
ANMELDUNG (IPC)

X

EP 2 354 546 Al (VACUUBRAND GMBH & CO KG
[DE]) 10. August 2011 (2011-08-10)

* Absdtze [0001], [0005] - [0010],
[0012], [oo0l6], [0024] - [0027],
[0030], [0034], [0037], [0039] -
[0041], [0043], [0045] - [0060];
Abbildungen 1-4 *

DE 10 2008 033153 Al (SIEMENS AG [DE])
21. Januar 2010 (2010-01-21)

* Absdatze [0010], [0012], [0013],
[0018], [0038], [0039]; Abbildungen 1-3
*

US 2006/147329 Al (TANNER EDWARD T [US])
6. Juli 2006 (2006-07-06)

* Absdatze [0005], [0008], [0009],
[0025], [0027], [0045]; Abbildungen 1A,
1B, 8A, 8B *

DE 42 44 619 Al (KNF NEUBERGER GMBH [DE])
7. Juli 1994 (1994-07-07)

* Spalte 6, Zeile 50 - Spalte 7, Zeile 2 *
* Spalte 8, Zeile 55 - Spalte 9, Zeile 51;
Abbildungen 10,16,17 *

US 2004/265150 Al (MCELFRESH MICHAEL W
[US] ET AL) 30. Dezember 2004 (2004-12-30)
* Absdatze [0009], [0026] - [0031];
Abbildungen 1-3 *

WO 03/006826 A2 (CAPITAL FORMATION INC
[US]) 23. Januar 2003 (2003-01-23)

* Absatz [0051] *

EP 2 113 660 Al (RICOH KK [JP])

4. November 2009 (2009-11-04)

* Absatz [0046] *

—

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt

1-15

1-15

1-15

10,12

10,12

11

11

INV.
FO4B37/14
FO4B39/08
FO4B39/10
FO4B45/04

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

Fo4B

Recherchenort AbschluBdatum der Recherche

Miinchen 15. April 2016

Homan, Peter

Prafer

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie

A : technologischer Hintergrund

O : nichtschriftliche Offenbarung

P : Zwischenliteratur Dokument

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 029 324 A1

Européisches
Patentamt

European .
0) Patent Office EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

Office européen
des brevets

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 15 19 7560

[CH]; OCH ROLAND [DE]; JUNKER KLAUS [DE];
MAIERHO) 7. Februar 2013 (2013-02-07)
* Seite 2, Zeilen 18-29 *

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt

Kategorie Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
der maBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (IPC)
A WO 2013/017143 Al (L&P SWISS HOLDING AG 12

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

1
Recherchenort AbschluBdatum der Recherche Prafer
Miinchen 15. April 2016 Homan, Peter
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

anderen Veréffentlichung derselben Kategorie
A : technologischer Hintergrund

P : Zwischenliteratur Dokument

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum verdffentlicht worden ist
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

O : nichtschriftliche Offenbarung & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 3 029 324 A1

ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT

UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 15 19 7560

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

15-04-2016
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
EP 2354546 Al 10-08-2011 DE 202010002145 Ul 07-09-2011
EP 2354546 Al 10-08-2011
DE 102008033153 Al 21-01-2010  KEINE
US 2006147329 Al 06-07-2006  EP 1836394 A2 26-09-2007
JP 2008527232 A 24-07-2008
US 2006147329 Al 06-07-2006
WO 2006074036 A2 13-07-2006
DE 4244619 Al 07-07-1994 DE 4244619 Al 07-07-1994
EP 0604740 Al 06-07-1994
JP H06235381 A 23-08-1994
us 5533886 A 09-07-1996
US 2004265150 Al 30-12-2004  KEINE
WO 03006826 A2 23-01-2003 AU 2002354618 B2 02-07-2009
BR 0211144 A 31-10-2006
CA 2453425 Al 23-01-2003
EP 1423610 A2 02-06-2004
EP 2275680 Al 19-01-2011
JP 2004534923 A 18-11-2004
JP 2008274958 A 13-11-2008
US 2003030226 Al 13-02-2003
US 2009014678 Al 15-01-2009
WO 03006826 A2 23-01-2003
EP 2113660 Al 04-11-2009 CN 101571696 A 04-11-2009
EP 2113660 Al 04-11-2009
JP 5353129 B2 27-11-2013
JP 2009288763 A 10-12-2009
US 2009274493 Al 05-11-2009
WO 2013017143 Al 07-02-2013 DE 112011105500 T5 08-05-2014
WO 2013017143 Al 07-02-2013

10

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82




	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

